Реестр средств измерений, которыми располагает элемент инфраструктуры
	Наименование элемента инфраструктуры РОЦ
	Средства измерений (наименование, изготовитель, год выпуска)
	Измеряемые величины, диапазон измерений
	Погрешность средства измерений
	Сведения об утверждении типа 
(№ в Госреестре)
	Информация о поверке/калибровке

	СевКавГТУ 
	ИК-спектрометр ФСМ-1201                       

ООО "Мониторинг", Россия, 2004г.
	исследования оптических спектров в ИК-области пропускания, а также для количественного анализа и контроля качества продукции
	ПГ ± 0,1 см-1
	18895-99
	

	СевКавГТУ; факультет физики ЮФУ 
	Спектрометр комбинационного рассеяния света  InVia Raman Microscope "Renishaw", Великобритания, 2008г.
	исследования структуры и состава веществ методом комбинационного рассеяния света
	ПГ ± 0,3 %
	 
	Проведена калибровка в 2009г.

	СевКавГТУ 
	Растровый электронный микроскоп  
РЕМ-106И, ОАО "SELMI", Украина, 2008г.
	измерения линейных размеров объектов субмикронного и наноразмерного диапазонов
	Измерение линейных размеров:
- в диапазоне (0,2-0,8) мкм 

ПГ± 40 нм

- в диапазоне

(0,8-5000) мкм 

ПГ ± 4%

Измерение массовой доли элементов 

от 6С до 92U
ПГ± (4-50) %
	30156-05
	Проведена поверка в 2009г.

	СевКавГТУ; факультет физики ЮФУ; ТТИ ЮФУ;
	Микроскоп сканирующий зондовый

Ntegra (Aura; Vita; Termo)                          

ЗАО "Нанотехнология МДТ", Россия, 2005г.
	изучения морфологии и физических свойств поверхности на атомно-молекулярном уровне
	ПГ ± (1-5) %
	28664-05
	Проведена поверка в 2009г.

	СевКавГТУ 
	Спектрометр  динамическогорассеяния

Photocor Complex, ООО "Антек-97", Россия, 2008г
	измерения молекулярного веса полимеров и  гидродинамического радиуса частиц
	ПГ ± (0,8-3,9) %
	 
	Проведена калибровка в 2009г.

	СевКавГТУ 
	Установка Холла HEM-2000, 2003г.
	изучения электрических свойств твердых тел (концентрация основных носителей заряда, тип проводимости, подвижность основных носителей заряда)
	
	 
	

	СевКавГТУ 
	Спектрофотометр Нitachy-850 "Hitachi High-Technology", Япония, 1980г.
	изучения оптических свойств материалов (измерение спектров излучения, возбуждения, пропускания, отражения).
	
	 
	

	СевКавГТУ 
	Спектрофотометр UVS-8, 2005г.
	измерения коэффициентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в ультрафиолетовом и видимом диапазоне 
(190-1100нм)

	
	 
	

	СевКавГТУ; ДГТУ 
	Сканирующий нанотвердомер NanoScan, 

ФГУ "ТИСНУМ", Россия, 2008г.


	измерения микротвердости твердотельных образцов
	ПГ± 5 %
	 
	Проведена калибровка в 2009г.

	ТТИ ЮФУ 
	 Электронно-ионный микроскоп Nova NanoLab, "FEI Company" США, 2007г.
	получение изображения поверхности твердых тел и анализ внутреннего строения объектов, в которых исследуемый образец сканируется сфокусированным электронным пучком в условиях промышленного вакуума
	ПГ ± 5 %


	 
	Проведена калибровка в 2009г.

	ТТИ ЮФУ; ЮФУ
	Сканирующий зондовый микроскоп

Solver  (P47; Pro; HV; Pro-M)                           
ЗАО "НТ-МДТ", Россия, 2003г.
	изучения морфологии и физических свойств поверхности на атомно-молекулярном уровне
	ПГ ± (1-5) %
	28666-05
	Проведена поверка в 2009г.

	КубГУ 
	Растровый электронный микроскоп  JSM-7500F, "JEOL", Япония, 2007г.
	проведение количественного морфологического анализа и измерение линейных размеров микрорельефа поверхности твердотельных структур
	ПГ ± 5 %


	 
	

	КубГУ 
	Зондовый сканирующий микроскоп JSPM-5400, "JEOL", Япония, 2007г.
	изучения морфологии и физических свойств поверхности 
диапазон сканирования зондом X,Y,Z (20 мкм х 20 мкм х 3 мкм)
	ПГ ± (1-5) %
	 
	

	КубГУ 
	Спектрометр ЭПР FA-300                              "JEOL", Япония, 2007г.
	исследования структуры и состава веществ по спектрам 
	
	 
	


	КубГУ 
	Спектрометр ЯМР JNM-ECA-400                            "JEOL", Япония, 2007г.
	исследования структуры и состава веществ по спектрам 
	
	 
	

	КубГУ 
	Эллипсометрический комплекс ЭЛЛИПС-1891САГ, Гомельский ЗИП ЗАО НПК "Центр нанотехнологий", Россия, 2008г.


	для прецизионных измерений толщин тонких пленок, оптических параметров тонкопленочных структур и спектральных зависимостей оптических констант поверхностей различных материалов (металлов, полупроводников, диэлектриков и др.), в том числе анизотропных и жидких
	
	 
	

	ДГТУ 
	Комплексная система измерений Nano Test 600, Англия, 2008г.
	измерения микротвердости твердотельных образцов
	
	 
	

	НКТБ Пьезоприбор ЮФУ
	Спектральный быстродействующий эллипсометр 

ЭЛЛИПС-900 АСБ, Россия
	для прецизионных измерений толщин тонких пленок, оптических параметров тонкопленочных структур и спектральных зависимостей оптических констант поверхностей различных материалов (металлов, полупроводников, диэлектриков и др.), в том числе анизотропных и жидких
	
	 
	

	НКТБ Пьезоприбор ЮФУ
	Растровый электронный микроскоп  в комплекте с системой рентгеновского микроанализа 

JEOL JED-2300, JSM-6390LA, "JEOL", Япония
	измерения линейных размеров микрорельефа поверхности твердотельных структур и для количественного морфологического анализа


	ПГ ± 5 %
	 
	

	НИИ физики ЮФУ
	Многофункциональный рентгеновский фотоэлектронный микрозонд ESCALAB 250, INTERTECH Corporation, США, 2008г.
	проведение количественного спектрального анализа малых областей по полученному изображению
	
	 
	

	НИИ нейрокибернетики ЮФУ 
	Просвечивающий электронный микроскоп

Tecnai G2 Spirit Bio TWIN, "FEI Company" США, 2007г.


	измерения линейных размеров деталей структуры, а также анализ структуры объектов и их элементного состава
	ПГ ± 5%
	 
	

	НОЦ «Наноразмерная структура вещества» ЮФУ 
	Спектрометр рентгеновского поглощения

Rigaku R-XAS, Япония, 2008г.
	измерение спектров рентгеновского поглощения
	
	 
	

	НИИ ФОХ ЮФУ 
	Спектрометр ядерно-магнитного резонанса FT-NMR AVANCE 600 МГц, AVANCE, Германия, 2008г.
	определение ядерных магнитных амплитудно-релаксационных характеристик веществ
	
	 
	

	НИИ ФОХ ЮФУ 
	Спектрофотометр Hewlett-Packard 8453, США, 2008г.
	для регистрации оптических спектров в УФ и видимом диапазоне спектра (0,19-1,1) мкм
	
	 
	

	НИИ ФОХ ЮФУ 
	ИК Фурье спектрометр NICOLET,                     США, 2008г.
	измерение спектров поглощения и пропускания твердых, жидких и газообразных проб

(7400-350) см-1
	
	 
	

	НИИ ФОХ ЮФУ 
	Система наносекундного флеш-фотолиза 

Edinburg Lab, 2008г.


	анализ состава реакционной смеси в течение короткого временного интервала

	
	 
	

	НИИ ФОХ ЮФУ 
	Хромато-масс-спектрометр

LC-MS LCQ DECA, 2004г.
	определение содержания и химического состава веществ, находящихся в образце
	
	 
	

	Факультет физики ЮФУ 
	Растровый электронный микроскоп

Zeiss Supra 25, Carl Zeiss, Германия, 2008г.
	исследования морфологии поверхности и элементного анализа различных веществ
	ПГ ± 2%
	 
	

	НКТБ Пъезоприбор ЮФУ
	Универсальный дифрактометр  Rigaku Ultima IV, Япония
	определение размеров частиц и пор, проведение количественного фазового анализа проб, определение областей когерентного рассеяния и микронапряжени.
	
	 
	


